
ERL推進室報告 
2014年3月12日 河田洋 

１） 放射線施設検査合格内定 
２） ERL技術の新たな応用に関する検討 
３） 3月20日にERL 計画推進委員会 
４） 今年度の運転の変更 



放射線施設検査合格内定 

• 3月7日に放射線施設検査で講評で合格内定の
評を頂いた。関係各位の努力に感謝いたします。 

• この内容はIMSSのトピックスとして発表する予
定。下は暫定版 

http://imss.kek.jp/news/2014/topics/03cERL/index.ht
ml 
 

http://imss.kek.jp/news/2014/topics/03cERL/index.html
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最近のERL計画［技術］を取り巻く状況 
１）LCLS-II計画が超伝導ベースの４GeVの高繰り返すFELに変更さ
れたこと。（https://news.slac.stanford.edu/features/director-
modified-proposal-lcls-ii） 
 
２）世界的［国内も含めて］、今後の半導体微細加工を切り開く
EUV光源へのERL-FELへの期待が高まってきている。（今まで、期

待されてきたレーザープラズマ光源の高出力化が進まないことと、
その光源の使い悪さ［ミラーの汚染］） 

https://news.slac.stanford.edu/features/director-modified-proposal-lcls-ii
https://news.slac.stanford.edu/features/director-modified-proposal-lcls-ii


EUV光源に関する期待 
• 国内某電機会社がｃERLを見学 
• 国内某電機会社の研究者がｃERLを見学し、その後EUV光源へ

の期待の話を頂いた。 
 

 リソグラフィー用光源仕様： 
 波長：13.5nm、エネルギー広がり<0.7％B.W. 
 強度（Power): ~30kW ~1013photon/pulse 
 
 加速器の仕様概要： 
 800MeV, 30MHz, 300pC/bunch, 9mA, λu: 20mm 
 



EUV光源としてのERL-FELの過去の検討（１） 



EUV光源としてのERL-FELの過去の検討（２） 



EUV光源に関する検討 

• まだ、十分に調査できていませんが、ERL技
術の一つの展開すべきターゲットとして、技術
的な検討を開始したい。 

• 現在主だった関係者のスケジュールの調整
中。→ 詳細は追って連絡。 



ERL計画推進委員会 
 日  時：平成２６年３月２０日（木）１３：３０～           
 場  所：４号館１階セミナーホール                  
 議  事：                              
 （１）ｃＥＲＬコミッショニングの現状報告      島田美帆［２０分］ 
 （２）電子銃開発・運転状況             羽島良一［１５分］ 
 （３）超伝導空洞モジュールの運転と開発状況  阪井寛志［１５分］ 
 （４）デジタルＬＬＲＦ系を用いた高周波の安定化 三浦孝子［１５分］ 
 （５）ＬＣＳビームラインの展望           羽島良一［１５分］ 
 （６）今後の推進に向けて              河田 洋［２０分］ 
 （７）総合討論                       ［２０分］ 
               
   http://pfwww.kek.jp/ERLoffice/committee.html 
           
 
 

http://pfwww.kek.jp/ERLoffice/committee.html


今年度の運転の変更 

• 今年度は3月27日まで運転をする予定だった

が、本日、理事から今年度の電気代が赤字と
なっていることと、放射線施設検査の合格内
定を受けていることから、早急な運転終了の
要請をうけた。 

• 今年度のｃERLの運転は3月14日（金）夜を
持って終了する。 
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